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1-1. 반도체융합전공 이수조건

1. 반도체융합전공에 선발되어 36학점 이상을 취득한 학생에게 복수전공을 인정할 수 있다.

2. 반도체융합전공의 학점은 전남대학교 개설 교과목을 이수하여 복수전공 전공선택 학점

전부를 취득할 수 있으나, [1-3] 전남대학교-반도체융합전공 간 동일유사교과목에 한하며

해당 과목군 중 1개 교과목만 반도체융합전공 이수를 위한 학점으로 인정한다.

=> 이수 후 교과구분정정 신청

3. 주전공과 반도체융합전공 간에 중복 편성된 교과목은 최대 12학점까지 중복 인정할 수

있으나 [1-3] 전남대학교-반도체융합전공 간 동일유사교과목에 한하며 해당 교과목은 별도로

관리한다.

4. 반도체융합전공 이수를 취소할 경우 취득한 학점은 일반선택 학점으로 인정함을 원칙으로

한다. 뿐만 아니라 지급된 장학금은 모두 환수한다.
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교과목 편성1-2. 반도체융합전공 교과목 편성

5

임베디드시스템

마이크로프로세서

인공지능

반도체제조공정

RF회로설계

인공지능반도체설계

반도체공학

디스플레이공학

반도체테스트방법론

센서재료공학

스마트자동차시스템

반도체패키징설계

(전필)
반도체
프로젝트

반도체
콜로퀴움

반도체
융합실무

박막공학

물리전자

반도체설계

광학

회로이론

전자기학

전자회로

광전자재료

물리전자

초고주파공학

재료열역학

반도체제조공정

집적회로설계

기기분석

시스템반도체설계

반도체공학

논리회로설계

X-선및전자회절

결정구조와결함

모빌리티용반도체공학개론

재료과학

물리화학

재료의전자기적성질

전자세라믹스

EDA반도체설계및실습

반도체기초공통 반도체심화 반도체
전문

소재
〮

소자

장비
〮

부품

회로
설계
〮

시스템

패키징
〮

테스트

광
디
스
플
레
이
반
도
체

지
능
형
반
도
체

모빌리티
산업연계



1-3. 동일유사교과목 현황



1-4. 교과구분 정정

1. 교과구분 정정은 수강했던 동일유사교과목 학점을 2필/2선으로 바꾸는 과정

2. 보통 반도체융합전공 교과목을 수강하면 ‘전공’교과로 들어오기 때문에 2필/2선으로 수정필요

3. 교과구분 정정기간은 3월, 9월. 해당 기간에 교과구분 정정 신청서 제출

4. ‘2선’교과목을 역으로 ‘전공’교과로 바꾸는것도 가능 교과구분 정정 신청서의 모범적 예시
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2-1. 매학기 장학금 지급기준

1. 학기당 2개 교과목 이수 필수

2. 장학금 수혜 서약서 제출 필수

3. 마일리지 1500점 이상
* 장학금지급기준변경될수있음

* 4학년 2학기에활동없을시, 졸업장학금 지급이불가

중도포기하거나이수하지못할경우기지급된장학금전액환수대상



2-2. 마일리지 지급기준 및 장학금 수혜 서약서



3. 비교과프로그램

비교과프로그램 담당자 전화번호 :

062 – 530 – 5445



3. 비교과프로그램

※ 하계/동계학기중신청가능, 마일리지후지급예정

※ 26-하계반도체캠프(비교과)

※ 26-하계반도체캠프(비교과) / 추가교육



3. 비교과프로그램

※ 이수증(시험통과후발급) 제출시마일리지지급
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4-1. 보유장비목록

구분 내용 수량 비고

설계 K Precision AutoCal ( RS232 to USB Adapter 포함) 1

설계 기판 솔더자동화 장비 - 자동디스펜서 3축로봇 로보트디스펜싱 1

설계 Keysight Triple Output Bench Power Supply 8

설계 파워서플라이(직류전원공급장치) 9

측정 나노볼트미터 1

측정 자외선-가시광선 분광 광도계(V_770) 1

측정 계측기 1

측정 노이즈소스 1

측정 4225-PMU 1

측정 4225-RPM 2

측정 파형 발생기(AFG31252) 1

측정 오실로스코프(MSO444-BW-500) 1

측정 증폭기(2350 precision Power Amplifier) 1

박막증착 원자층증착장비 1

박막증착 방위각회전전자빔증발장치 1

분석 네트워크분석기 1

식각 표면처리기(Asher) 2

식각 유도결합플라즈마이온반응식각장비 1

측정 현미경 2

측정 프로브스테이션 2

측정 태양광(제논램프) 조사기 1

측정 Bending Stage 1

측정 면저항측정기 1

구분 내용 수량 비고

측정 접촉각측정기 1

측정 반도체회로 및 소자설계용 프로브스테이션 1

측정 적분구 1

측정 4-point probe system 2

측정 Hall measurement system-3000 2

측정 Probe station(MST4000A) 5

측정 소스미터 5

측정 현미경(BX53MRF-DF) 2

패키징 와이어본더 1

패키징 시편절단기 1

포토 Wet Station 2

포토 스핀코터 2

포토 마스크얼라이너 2

포토 포토레지스트전처리용가열기 1

포토 광량측정기 (포토리소용) 1

기타 진동연마기 1

기타 자동마운팅 1

기타 XR기반 반도체실습프로그램(XR구현기기포함) 10

Kit Cortex-M4 KEIL 플랫폼 29

Kit Achro EM 10

Kit Achro FPGA 15

Kit HBE-Combo II DLD 16

합계 153



4-2. ZEUS cloud 장비예약방법

 도메인 명 : zeus.go.kr/cloud/jnussusc

 예약방법 : zeus 회원가입 후 상기 도메인으로 접속(이후 페이지 순서대로 진행)

1

2

‘장비예약’에서 원하는 장비 검색 및 예약 가능 확인 후 예약



4-2. ZEUS cloud 장비예약방법



4-2. ZEUS cloud 장비예약방법

설정 불가

상세 작성 요망

샘플 개수 입력

장비 사용 시간 선택 후
'예약가능확인’ 클릭



4-2. ZEUS cloud 장비예약방법

실사용자 = 회계담당자

소속 = 단과대학/학과
직위 = 학부생 or 대학원생
책임자명 = 책임교수
청구방법 = 내부결제
주소 = 학교(상세주소 필요 없음)

1. 장비 이용 요금 선택란에 체크 표시
2. 예상 사용료 계산 클릭

(0원으로 나와야 정상)



4-2. ZEUS cloud 장비예약방법

비사업자로 설정(중요!!!!)

1. 예약자 정보
• 반드시 모든 인원 작성

2. 실험 목적 및 내용
• 사용한 시약, 샘플 성분 등을 입력
• 장비 고장시 원인을 확인하기 위함

1. 정보 입력이 끝난 후 예약신청 클릭
2. 관리자 확인 후 사용승인



4-3. 장비활용교육

월 일 시간 교육내용 교육장소 교육인원
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15
13:00~15:00 포토공정(마스크얼라이너) 산학협력공학관 B1 10

16:00~18:00 증착공정(전자빔증착기) 산학협력공학관 205호 5

29
13:00~15:00 식각공정(ICP-RIE) 산학협력공학관 205호 5

16:00~18:00 분석장비(광학현미경, 4-point probe) 공과대학 5호관 118호 10

5

13
13:00~15:00 포토공정(마스크얼라이너) 산학협력공학관 B1 10

16:00~18:00 증착공정(스퍼터) 산학협력공학관 B1 5

27
13:00~15:00 패키징공정(와이어본더) 공과대학 5호관 118호 10

16:00~18:00 분석장비(접촉각측정기) 공과대학 5호관 118호 10

6

10
13:00~15:00 포토공정(마스크얼라이너) 산학협력공학관 B1 10

16:00~18:00 증착공정(ALD) 산학협력공학관 205호 5

24
13:00~15:00 분석장비(광학현미경, 4-point probe) 공과대학 5호관 118호 10

16:00~18:00 박막공정(RTA) 산학렵력공학관 205호 5

9

-
13:00~15:00 포토공정(마스크얼라이너) 산학협력공학관 B1 10

16:00~18:00 증착공정(전자빔증착기) 산학협력공학관 205호 5

-
13:00~15:00 식각공정(ICP-RIE) 산학협력공학관 205호 5

16:00~18:00 분석장비(광학현미경, 4-point probe) 공과대학 5호관 118호 10

10

-
13:00~15:00 포토공정(마스크얼라이너) 산학협력공학관 B1 10

16:00~18:00 증착공정(스퍼터) 산학협력공학관 205호 5

-
13:00~15:00 패키징공정(와이어본더) 공과대학 5호관 118호 10

16:00~18:00 분석장비(접촉각측정기) 공과대학 5호관 118호 10

11
-

13:00~15:00 포토공정(마스크얼라이너) 산학협력공학관 B1 10

16:00~18:00 증착공정(ALD) 산학협력공학관 205호 5

-
13:00~15:00 분석장비(광학현미경, 4-point probe) 공과대학 5호관 118호 10

16:00~18:00 박막공정(RTA) 산학협력공학관 205호 5

12

-
13:00~15:00 포토공정(마스크얼라이너) 산학협력공학관 B1 10

16:00~18:00 증착공정(열증착기) 산학협력공학관 205호 5

-
13:00~15:00 분석장비(광학현미경, 4-point prboe) 공과대학 5호관 118호 10

16:00~18:00 분석장비(접촉각측정기) 공과대학 5호관 118호 10

• 2026년도 교육일정

• 2주 간격 1회 진행

• 포토, 증착, 식각, 패키징, 분석 교육

• 사전 신청을 통해 교육 인원 모집

• 2학기 교육은 학사일정 확정 후 공지

 기타 필요한 교육이 있을 경우

해당 장비를 관리중인 교수님(대학원생)

또는 엔지니어와 연계하여 교육진행



4-4. 주의사항

 모든 공정 장비는 단독으로 사용이 불가합니다.

 장비예약은 최소 24시간 전에 예약해야 합니다.

 예약 후 24시간 이내에는 취소 불가합니다.

 주말 동안은 장비 예약이 불가합니다.

 장비 예약은 09:00~22:00까지 가능합니다.

 예약자 정보는 모든 인원의 정보를 입력하셔야 합니다.

 실험 목적 및 내용은 장비 고장 시 원인을 파악하기 위함이니 상세 레시피를 적지 않더라도

관리자가 확인할 수 있는 정도는 적어주셔야 합니다.



조직도

단장님

부단장님

부장교수님

산학협력중점교수

연구원

장비사용안내

홍성훈

지택수

이명진, 홍구택, 김대익

박세연, 이홍래, 이영윤

류호운(5442),김양희(5443),김나현(5444)

김예은(5445),김나은(5446),마혜수(5449)

안준섭(5447)



**문의처**

1. 전화 : 062-530-5442

2. email : ryuho321@jnu.ac.kr

3. 사무실 위치 : 공과대학 6호관 803호

4. 오픈채팅방 : https://open.kakao.com/o/gXKrsOli

- QR코드 =

mailto:ryuho321@jnu.ac.kr
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감사합니다.
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